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摘要(译)

一种光学对准方法，其通过批量平面曝光产生预倾角而不倾斜基板。该
光学取向方法通过狭缝曝光掩模曝光聚合物薄膜的表面，同时聚合物薄
膜的表面和狭缝曝光掩模基本上相对于彼此移动，从而为聚合物薄膜的
表面提供液晶取向能力。固定利率。或者，通过光学曝光图案曝光聚合
物膜的表面，向聚合物膜的表面提供液晶取向能力，同时在表面上形成
具有一定宽度的一定宽度的多条线的光学曝光图案。连续的聚合物薄
膜。
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